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痦 1 畎 㢴兪炊遤⚌鍒靀 

1.1 㢴兪炊遤⚌嚋鶣 
㢴兪炊㾩✵⽀餘炊涸♧猫䕎䙖歋兪꬗》ぢ割ず涸兪磜絆䧭⚺銳鸑鵂䊨⚌炊⸈䊨

䲿紱罜勻կ㢴兪炊㢪錜ッ抪蒀ꆄ㾩⯕峂擧挿紨⚹ 1410˫䌢庛♴割崞峁擧輑朐䙖♴鳅
⚹崞峁կ㢴兪炊Ⱘ剣⼱㼋⡤䚍餘僽匧⚹ꅾ銳涸⠏葻⼱㼋⡤勞俱⡎䗎ꆀ涸勇餘⽰〳㣐㣐
䕧ㆇⰦ㼋歏䚍歋✵㢴兪炊紱䏞⠔⚚ꅾ䕧ㆇⵌ⽀兪炊䬘ⵖ梠蒜㔔姼Ⱖ紱䏞銳宠匧⚹⚚
呔㢴兪炊紱䏞剒⡛⚹ 99.9999%剒넞太偽ꣳ䱹鵛✵ 100%կ 

歏㶩紩㢴兪炊㕂㹻叻ⲥGB/T 12963-2022⚥㼆勇餘ゎꆀ䲿ⴀ✫僈烁銳宠䎇㼜㢴
兪炊ⴔ⚹暵紩ㅷㄤ歏㶩 1ծ2ծ3 紩Ⱖ⚥烕ծ熧ծ孻ծ焫⯋稇ゎꆀ僽ꅾ銳⿬撑䭷叻կ㢴兪
炊涸ⴔ碫倰䒭鳅㢴ꤑ✫䭽撑㕂㹻叻ⲥⴢⴔ瘝紩鵮♲猫鳅⚹ꅾ銳涸ⴔ碫倰䒭կ 

䭽紱䏞銳宠⿺欽鸀割ず〳⟄㼜㢴兪炊ⴔ⚹㣖꣉腊紩㢴兪炊ㄤ歏㶩紩㢴兪炊կ㣖꣉腊
紩㢴兪炊⚺銳欽✵⯕⠃歏寑涸欰❡ⵖ鸣罜歏㶩紩㢴兪炊⡲⚹蓿晙瘝欰❡涸⾲勞俱䎛岌
䎾欽✵꧋䧭歏騟❡⚌կ㣖꣉腊紩㢴兪炊涸紱䏞⚹ 6~8N⽰銳宠勇餘䚪ゎꆀ⡛✵ 1 ppmw
㢴兪炊涸紱䏞꨽鴪ⵌ 99.9999%⟄副կ罜歏㶩紩㢴兪炊紱䏞銳宠刿⚹⚚呔剒⡛⚹ 9N湡
⵸剒넞〳鴪 12Nկ歏㶩紩㢴兪炊欰❡ꦼ䏞鳅㣐㕂ⰻ䱍䳣歏㶩紩㢴兪炊欰❡䪮助涸⟱⚌鳅
㼱➠鳅⚹⣜饆鵳〡կ湡⵸㣖꣉腊紩㢴兪炊❡ꆀ鵴㣐✵歏㶩紩㢴兪炊⵸罏㣐紨⚹た罏涸
13.8 ⦔곫雦ꥥ满⯕⠃鄳劼ꆀ涸鴽枡䲿⼮㣖꣉腊紩㢴兪炊涸꨽宠㟞鸟㼜넞✵歏㶩紩㢴兪
炊կ 

邍 1 歏㶩紩㢴兪炊䪮助䭷叻 

고湡 
䪮助䭷叻銳宠 

暵紩ㅷ 歏㶩 1 紩 歏㶩 2 紩 歏㶩 3 紩 

倶⚺勇餘ゎꆀPծAsծSb 䚪ゎꆀ⟄⾲㶩侨
雦cm-3 

0.15×
1013 

0.25×
1013 

0.5×1013 1.5×1013 

「⚺勇餘ゎꆀBծAl 䚪ゎꆀ⟄⾲㶩侨雦
cm-3 

0.5×1012 1.5×1012 2.5×1012 5.0×1012 

焫ゎꆀ⟄⾲㶩侨雦cm-3 1.0×1015 2.5×1015 2.5×1015 5.0×1015 

㛇⡤ꆄ㾩勇餘굹ꆀFeծCrծNiծCuծZnծ
Na 䚪ゎꆀng/g(ppbw) 

0.1 0.3 0.5 2.0 

邍꬗ꆄ㾩勇餘ゎꆀFeծCrծNiծCuծZnծ
AlծKծNaծTiծMoծWծCo 䚪ゎꆀ

ng/g(ppbw) 
0.1 0.5 1.0 5.0 

岤:㢴兪炊涸㼋歏碫㘗ծ歏꣖桧ծ㼱侨鲿崨㶩㼑ㄐㄤ孻ゎꆀ歋⣘꨽⿽倰⼸㉁烁㹁 

 
呏研炊俱䲜Ⰶ勇餘⿺㼋歏碫㘗涸割ず〳ⴔ⚹ P 㘗ծN 㘗կ䔲炊⚥䲜勇⟄「⚺勇餘⯋

稇㥵烕ծꜥծꞛ瘝⚹⚺傞⟄瑟瑏㼋歏⚹⚺⚹ P 㘗կ䔲炊⚥䲜勇⟄倶⚺勇餘⯋稇㥵
熧ծ灹ծꝙ瘝⚹⚺傞⟄歏㶩㼋歏⚹⚺⚹ N 㘗կ 
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呏研邍꬗餘ꆀ涸割ず〳ⴢⴔ⚹荝㺙俱ծ蝲蔄俱ㄤ棂榨俱կ荝㺙俱邍꬗곾磜⳾ꤴ玐䏞
剒⡛㼭✵ 5 mm㢪錜偽괃蒀䒗䌢ծ偽孻⻊㣪㽻⟟呔剒넞蝲蔄俱邍꬗곾磜⳾ꤴ玐䏞
鷓⚥⚹ 5-20 mm倗꬗鷓⚥⟟呔⚥咓罜棂榨俱邍꬗⳾ꤴ鳅⚹⚚ꅾ帿䏞㣐✵ 20 
mm倗꬗毜匠⟟呔剒⡛կ荝㺙俱⚺銳欽✵䬘ⵖ⽀兪炊蝲蔄俱ծ棂榨俱太⚺銳欽✵ⵖ
⡲㢴兪炊晙կ 

邍 2 㣖꣉腊紩㢴兪炊䪮助䭷叻 

고湡 
䪮助䭷叻銳宠 

暵紩ㅷ 1 紩ㅷ 2 紩ㅷ 3 紩ㅷ 

倶⚺勇餘ゎꆀ/10-9ppba 0.68 1.40 2.61 6.16 

「⚺勇餘ゎꆀ/10-9ppba 0.26 0.54 0.88 2.66 

孻崽䏞/atoms/cm3 0.2×1017 0.5×1017 1.0×1017 1.0×1017 

焫崽䏞/atoms/cm3 2.0×1016 2.5×1016 3.0×1016 4.0×1016 

㼱侨鲿崨㶩㼑ㄐ/μs 300 200 100 50 

㛇⡤ꆄ㾩勇餘ゎꆀ/ng/g 
FeծCrծNiծCuծZn 

15 50 100 100 

邍꬗ꆄ㾩勇餘ゎꆀ/ng/g 
FeծCrծNiծCuծZnծNa 

30 100 100 100 

 

㢴兪炊涸欰❡崨玐㣐⡤ⴔ⚹⚙姿痦♧姿⯓㼜䊨⚌炊磋♸偽宐守⻊孲导䎾䖤ⵌ♲守孲
炊ㄤ孲孞絑导撑襒껰䲿紱たⴔⵆ䖤ⵌ孞䙖♲守孲炊ծ✳守✳孲炊⟄⿺炊掬痦✳姿僽㼜
副鶣넞紱孞⡤鵮⾲䧭兪⡤炊罜鵮⾲姿낢㖈佖葻銯꡶㶩岁ㄤ炊掬崨⻊䎯岁⚥剣䨾割ずկ 

 
㕃 1 넞紱兪炊欰❡崨玐㕃 

佖葻銯꡶㶩岁欰❡䪮助䧭擿❡ㅷ餘ꆀ넞僽湡⵸䎾欽剒⚹䎛岌涸欰❡䪮助կ⠛絡涸
銯꡶㶩欰❡岁僽欽守孞ㄤ孲孞ざ䧭偽宐守⻊孲守⻊孲ㄤ磋朐䊨⚌炊㖈♧㹁涸庛䏞♴ざ䧭
♲守孲炊搬た㼆♲守孲炊鵳遤ⴔ猌礵껰䲿紱䲿紱た涸♲守孲炊㖈孲鵮⾲拝ⰻ鵳遤掚鵮
⾲导䎾➢罜䖤ⵌ小獤㖈炊蓿副涸⽀餘炊կ佖葻銯꡶㶩䊨蒌太㖈姼㛇炄副ず傞ꂁ㢊✫㔐
佐ⵄ欽欰❡鵂玐⚥⠶ꥥ❡欰涸㣐ꆀ孲孞ծ守⻊孲ծ㔋守⻊炊瘝ⶰ❡暟涸ꂁ㤛䊨蒌⚺銳⺫
䭍鵮⾲㽵孞㔐佐♸㔋守⻊炊ⱄⵄ欽䪮助կ㽵孞⚥涸孲孞ծ守⻊孲ծ♲守孲炊ծ㔋守⻊炊鸑
鵂䎁岁㔐佐䖤⟄ⴔ猌ⴀ勻孲孞ㄤ守⻊孲〳ⱄ欽✵♸♲守孲炊涸ざ䧭♸䲿紱♲守孲炊湬
䱹㔐佐鵳Ⰶ掚鵮⾲拝ⰻ鵳遤䲿紱㔋守⻊炊絑孲⻊た欰䧭♲守孲炊〳欽✵䲿紱鵯♧姿낢
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⛲鄄獦⚹ⲇ孲⻊㢅椚կ⟱⚌鸑鵂㹊梡꡻騟欰❡儑衼꣭⡛⾲勞俱⿺歏⸂涸嶊署ꆀ➢罜剣
佪蒜紨欰❡䧭劥կ湱鳅✵佖葻銯꡶㶩岁炊掬崨⻊䎯岁涸⠏⸷剣♲⚡♧僽歏署⡛✳僽
䬘兪❡ⴀ넞♲僽刿剣ⵄ✵♸鳅⚹⯓鵳涸鵶絯湬䬘䪮助湱絕ざկ炊掬崨⻊䎯䊨蒌䧭擿✵妍
繠㕂㹻䧮㕂⟱⚌䒸Ⰶた㢅✵饰姿꣌媯կ 

鵛䎃勻Ⰼ椕㢴兪炊❡ꆀ鷶䎃㟞⸈⚂鷶幯ぢ䧮㕂翸꧋կ2022-2025 䎃䧮㕂㢴兪炊⣘
絛㼜鵓勻㣐錞垷㟞Ɤ곫雦 2025 䎃㕂ⰻ㢴兪炊❡ꆀ⚹ 119.4 ♰ょ嵳㢪❡ꆀ㼜鴪ⵌ 17.6
♰ょ2025 䎃Ⰼ椕㢴兪炊❡ꆀ紨⚹ 137 ♰ょկⰌ椕⿺䧮㕂㢴兪炊꨽宠⚺銳꧋⚥㖈⯕⠃곭㚖
ㄤ⼱㼋⡤곭㚖涸꨽宠ꆀ割㖈♧⚡侨ꆀ紩կ㢴兪炊涸꨽宠「⯕⠃鄳劼끮⸓絑鵂⯕⠃絆⟝-歏
寑晙-炊晙梠蒜鷶幯⠛㼋荛㢴兪炊㼆Ⱖ❡欰꨽宠կ劢勻ꥥ满Ⰼ椕⯕⠃鄳劼涸的䓎㢴兪炊
꨽宠䚪⡤溏㥩կ 

1.2 㢴兪炊遤⚌⚺銳⢪欽涸ⴔ區⟉㐼 
鵛Ⳝ䎃⠶ꥥ倝腊彂㽍Ⱖ僽⯕⠃❡⚌涸〄㾝㢴兪炊涸❡腊ㄤ❡ㅷ餘ꆀ鿪鴽鸟㟞Ɤㄤ䲿

⼮կ㖈♲守孲炊欰❡⚥孞湱蒀靶⚺銳欽✵⾲俱孞⡤ծ⚥ꢂ❡暟ㄤ♲守孲炊餘ꆀ♸䱽ⵖ
鵛❈䎃孞餘翫欽⟉欽✵♲守孲炊⚥ゎ焫炊掬ゎꆀ涸ⴔ區馊勻馊䧭擿կꤑ孞湱蒀靶㢪❡ㅷ
炊ꝵㄤ炊晙⚥涸䗎ꆀㄤ汚ꆀ勇餘⯋稇ⴔ區⛓㢪⛲僽䕧ㆇ❡ㅷㅷ餘ㄤ剒絊⯕歏鲮⻊佪桧Ⱒ
ꝶ㖈鵯❈⯋稇ⴔ區⚥⡛庛紤㢪⯕靶⟉ծ岚Ɤ蒀侔 X 㼘絁蚃⯕⯕靶⟉ծICPMS 鿪僽剒ꅾ
銳涸ⴔ區⟉㐼霃㢊կ 

1.3 㢴兪炊遤⚌唬崵⿬罌叻ⲥ 
㢴兪炊遤⚌ⴔ區唬崵涸湱Ⱒ叻ⲥ㥵♴邍 3 䨾爙կ 

邍 3 㢴兪炊遤⚌鿈ⴔ⿬罌叻ⲥ 

⿬罌叻ⲥ 

GB/T 3634.2 孲孞 痦 2 鿈ⴔ紱孲ծ넞紱孲ㄤ馄紱孲 

GB/T 3634.1 孲孞 痦 1 鿈ⴔ䊨⚌孲 

GB/T 8979-2008 紱宆ծ넞紱宆ㄤ馄紱宆 

GB/T 28726-2012 孞⡤ⴔ區 孹猌㶩⻊孞湱蒀靶岁 

GB/T 28654-2018 䊨⚌♲守孲炊 

YS/T 1392-2020 守炊掬絆ⴔゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

YS/T 1059-2015 炊㢪䒁欽♲守孲炊⚥䚪焫涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

YS/T 1060-2015 炊㢪䒁欽♲守孲炊⚥Ⱖ➭守炊掬ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

YS/T 1300-2019 守炊掬⚥歌㛇✳守炊掬ծ♲歌㛇守炊掬ծ歌㛇♲守炊掬涸崵㹁 孞湱蒀靶餘靶翫欽岁 

YS/T 987-2021 守炊掬⚥焫ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶餘靶翫欽岁 

YS/T 1301-2019 守炊掬⚥♲守孻熧ծ♲守⻊熧涸崵㹁 孞湱蒀靶餘靶翫欽岁 

YS/T 1290-2018 㢴兪炊欰❡㽵孞⚥炊掬ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

T/CNIA 0016-2019 㢴兪炊欽㔐佐孲孞⚥守⻊孲ծ宆孞ծ孻孞ծ䚪焫ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

DB53/T 618-2014 孞湱蒀靶岁崵㹁㢴兪炊欰❡⚥孲⻊㽵孞 絆ⴔゎꆀ 
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DB15/T 1241-2017 炊掬岁欰❡㢴兪炊㽵孞⚥炊掬ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

T/CNIA 0060-2020 㢴兪炊欽孲孞⚥熧⻊孲ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

T/CNIA 0141-2022 㢴兪炊欰❡欽孲孞⚥ꆄ㾩勇餘ゎꆀ涸崵㹁 歏䠭羒ざ瘝猌㶩⡤餘靶岁 

GB/T 29056-2012 炊㢪䒁欽♲守孲炊⻊㷖ⴔ區倰岁 烕ծꜥծ熧ծꛙծꜴծꝸծ꜈ծ꛻ծꞕծꜤծ꜃ծ灹ㄤ
ꝙꆀ涸崵㹁 歏䠭羒ざ瘝猌㶩⡤餘靶岁 

GB/T 1558-2009 炊⚥➿⡙焫⾲㶩ゎꆀ紤㢪エ佐崵ꆀ倰岁 

GB/T 1557-2018 炊兪⡤⚥ꢂꥴ孻ゎꆀ涸紤㢪エ佐崵ꆀ倰岁 

GB/T 24581-2022 炊⽀兪⚥ IIIծV 偛勇餘ゎꆀ涸崵㹁 ⡛庛⩫用〽」䰃紤㢪⯕靶岁 

GB/T 35306-2023 炊⽀兪⚥焫ծ孻ゎꆀ涸崵㹁 ⡛庛⩫用〽」䰃紤㢪⯕靶岁 

GB/T 24579-2009 ꃑ嵵》 ⾲㶩エ佐⯕靶岁崵㹁㢴兪炊邍꬗ꆄ㾩寓厩暟 

GB/T 33236-2016 㢴兪炊 汚ꆀ⯋稇⻊㷖ⴔ區 鳋⯕佞歏餘靶岁 

GB/T 24582-2023 㢴兪炊邍꬗ꆄ㾩勇餘ゎꆀ崵㹁 ꃑ嵵》-歏䠭羒ざ瘝猌㶩⡤餘靶岁 

GB/T 37049-2018 歏㶩紩㢴兪炊⚥㛇⡤ꆄ㾩勇餘ゎꆀ涸崵㹁 歏䠭羒ざ瘝猌㶩⡤餘靶岁 

GB/T 29849-2013 ⯕⠃歏寑欽炊勞俱邍꬗ꆄ㾩勇餘ゎꆀ涸歏䠭羒ざ瘝猌㶩⡤餘靶崵ꆀ倰岁 

GB/T 31854-2015 ⯕⠃歏寑欽炊勞俱⚥ꆄ㾩勇餘ゎꆀ涸歏䠭羒ざ瘝猌㶩⡤餘靶崵ꆀ倰岁 
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痦2畎 㢴兪炊遤⚌孞湱蒀靶ⴔ區鍒Ɀ倰呩 

2.1 孞湱蒀靶䪮助㖈㢴兪炊遤⚌涸䎾欽 
鵛Ⳝ䎃⠶ꥥ倝腊彂㽍Ⱖ僽⯕⠃❡⚌涸〄㾝㢴兪炊涸❡腊ㄤ❡ㅷ餘ꆀ鿪鴽鸟㟞Ɤㄤ䲿

⼮կ孞湱蒀靶䪮助㖈㢴兪炊欰❡㽍Ⱖ僽♲守孲炊涸ざ䧭⚥〄䮦满ꅾ銳⚂割〳剏➿涸⡲欽
⚺銳欽✵⾲俱孞ծ⚥ꢂ䗄梠❡暟ㄤ鵂玐孞ծ礵껰涸♲守孲炊❡ㅷ⿺㔐佐㽵孞涸餘ꆀ䱽ⵖㄤ
ⴔ區鵛❈䎃孞餘翫欽⟉欽✵♲守孲炊⚥ゎ焫炊掬涸ⴔ區⛲馊勻馊䧭擿կ♲守孲炊僽㢴兪
炊ㄤ⽀兪炊ⵖ鸣涸呍䗱⾲俱կ 

歋✵♲守孲炊屗挿鳅⡛麁瑟孞ㄤ宐导㺂僒ⴔ鍒❡欰僒敍僒旘 H2ծ臱赤䚍 HCl 孞⡤ㄤ
SiO2 곾磜暟涸暵䚍絛蒀靶ⴔ區鵳呋䌄勻✫䮋䧶銳宠孞湱蒀靶腊㢿剣佪涸꣈姺呋ㅷⴔ鍒
鼙⯝鵳呋傞㜧㝱鵳呋ꢎㄤ䗎ꆀ岤㼘㐼ず傞Ⲹ㼱❡欰臱赤ㄤ⽭ꤗ䚍涸孞⡤կ♲守孲炊⿺湱
Ⱒ孞⡤♧菚ꅷ欽鸑欽涸 TCD 唬崵㐼鵳遤ⴔ區罜㼆✵넞紱孞⡤⚥涸 ppb ⵌ ppm 紩ⵆ涸汚
ꆀ暟餘ⴔ區ꅷ欽 PDHID 涸孞湱蒀靶ⴔ區㼆✵♲守孲炊⚥䗎ꆀゎ焫剣劼炊ㄤ孲孞⚥涸汚ꆀ
熧⻊暟♧菚ꅷ欽 GCMS 鵳遤ⴔ區կ 

湡⵸䀙峸剣 GC-2014CծGC-2014 ㄤ GC-2030 ♲妴孞湱蒀靶⟉⟄⿺ GC 2030-QP 
2020NX 孞餘翫欽⟉〳⟄Ⰼ꬗忘駈♲守孲炊欰❡⚥涸幊ざ暟ⴔ猌♸ぐ絆ⴔゎꆀⴔ區唬崵կ 

䀙峸㢴兪炊遤⚌孞湱蒀靶霫絈ⴔ區鍒Ɀ倰呩㥵♴⴩邍 4կ 
邍 4 䀙峸㢴兪炊遤⚌孞湱蒀靶ⴔ區鍒Ɀ倰呩⴩邍 

䎸〿 ⚺䧭ⴔ 唬崵ⰻ㺂 唬崵♴ꣳ ⿬罌叻ⲥ 

1 H2 Ar/O2, N2, CH4, CO, CO2 10 ppb 
GB/T 3634.2-2011 孲孞 痦 2 鿈ⴔ紱孲ծ넞
紱孲ㄤ馄紱孲 
GB/T 16942-2009 歏㶩䊨⚌欽孞⡤ 孲 

2 Ar H2, N2, CH4, CO, CO2 50 ppb 
GB/T 28726-2012 孞⡤ⴔ區 孹猌㶩⻊孞湱蒀靶
岁 

3 N2 H2, O2, CH4, CO, CO2 50 ppb 
GB/T 8979-2008 紱宆ծ넞紱宆ㄤ馄紱宆 
GB/T 16944-2009 歏㶩䊨⚌欽孞⡤ 宆 

4 H2 O2, N2, CO, CO2 
100 ppm 
0.1 ppm 

GB/T 3634.1-2006 孲孞 痦 1 鿈ⴔ䊨⚌孲 
GB/T 8984-2008 孞⡤⚥♧孻⻊焫ծ✳孻⻊焫
ㄤ焫孲⻊ざ暟涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

5 N2 H2 100 ppm 
DB53/T 618-2014 孞湱蒀靶岁崵㹁㢴兪炊欰❡
⚥孲⻊㽵孞 絆ⴔゎꆀ 

6 H2 
O2, N2, HCl, SiH2Cl2, 

SiHCl3, SiCl4 
100 ppm 

T/CNIA 0016-2019 㢴兪炊欽㔐佐孲孞⚥守⻊
孲ծ宆孞ծ孻孞ծ䚪焫ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 
DB53/T 618-2014 孞湱蒀靶岁崵㹁㢴兪炊欰❡
⚥孲⻊㽵孞 絆ⴔゎꆀ 
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7 SiHCl3 
Air, HCl, SiH2Cl2, SiCl4, 

守炊掬翸ざ暟 
20 ppm 

GB/T 28654-2018 䊨⚌♲守孲炊 
YS/T 1392-2020 守炊掬絆ⴔゎꆀ涸崵㹁 孞湱
蒀靶岁 
YS/T 1060-2015 炊㢪䒁欽♲守孲炊⚥Ⱖ➭守
炊掬ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

8 SiHCl3 歌㛇守炊掬/焫ゎꆀ 100 ppb 

GB/T 28654-2018 䊨⚌♲守孲炊 
YS/T 1300-2019 守炊掬⚥歌㛇✳守炊掬ծ♲歌
㛇守炊掬ծ歌㛇♲守炊掬涸崵㹁 孞湱蒀靶餘靶
翫欽岁 
YS/T 987-2021 守炊掬⚥焫ゎꆀ涸崵㹁 孞湱蒀
靶餘靶翫欽岁 

9 H2 PH3 0.02 ppb 
T/CNIA 0060-2020 㢴兪炊欽孲孞⚥熧⻊孲ゎ
ꆀ涸崵㹁 孞湱蒀靶岁 

10 SiHCl3 POCl3ծPCl3 0.3 ppb 
YS/T 1301-2019 守炊掬⚥♲守孻熧ծ♲守⻊熧
涸崵㹁 孞湱蒀靶餘靶翫欽岁 
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2.2 넞紱孞⡤ⴔ區 
 
넞紱孲僽ざ䧭♲守孲炊涸⾲俱㖈Ⱖざ䧭⟄⿺♲守孲炊鵮⾲鵂玐⚥鿪꨽銳縨䰃ㄤ嶊署

넞紱孿ㄤ宆僽⽀兪炊ㄤ㢴兪炊ⵖ㢊鵂玐⚥䗳割〳㼱涸ⲙ⻊ㄤ⥂䫡孞孞⡤⚥涸勇餘⠔歋
姼鵳Ⰶ剒絊❡ㅷկ㔔姼㼆副鶣♲猫넞紱孞⡤⚥涸䗎ꆀ勇餘䱽ⵖ銳宠䖎넞կ歏㶩䊨⚌欽孞
⡤㕂㹻叻ⲥ⚥㼆✵孲ծ孿ծ宆涸ⴔ區㖲ꅷ欽✫넞抳併䏞涸 PDHID 唬崵㐼鵳遤ⴔ區կ 
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Ӎ넞紱孲孞ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
넞紱孲⚥涸 Ar/O2, N2, CH4, CO, CO2 ⿺鲽捎勇餘 
㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 3634.2-2011GB/T 16942-2009 
唬ⴀꣳ: 
N2, CH4, CO2 ⿺鲽捎10 ppbO2 ㄤ CO15 ppb 
⟉㐼䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 PDHID  孹猌㶩⻊唬崵㐼 1 㤛 

3 HP2  孹孞紱⻊㐼 1 㤛 

4 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

5 Option Box  杝用ꢎ盲 1 ⚡ 

6 10-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊⼧鸑ꢎ 1 ⚡ 

7 6-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊Ⱉ鸑ꢎ 2 ⚡ 

8 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

9 Sample Loop  㹁ꆀ梠 2 ⚡ 

10 孞騟盗絁 1 㤛 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 min
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1 O2 (10.43 ppm) 
2 N2 (4.56 ppm) 
3 CO (4.93 ppm) 
4 CH4 (5.02 ppm) 

5 CO2 (5.07 ppm) 
6 C2H4 (4.92 ppm) 
7 C2H6 (4.95 ppm) 
8 C2H2 (4.84 ppm) 
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11 SC-ST  㞅⯎叙 1 呏 

12 Porapak  㞅⯎叙 2 呏 

13 Molecular Sieve 13X  㞅⯎叙 1 呏 

14 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

15 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 ⴔ區鸟䏞䘯20 min ⰻ模䧭넞紱孲孞ⴔ區 
 ꢎⴗⶶ䪮助〳♧妃模Ⰼ佞瑟㣐ꆀ H2唬崵䗎ꆀ孞⡤勇餘 
 ⿽㹁ꆀ梠♧妃模䧭 O2, N2, CH4, CO, CO2 ⴔ區〳的㾝ⴔ區⛩拳ㄤ N2O 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ넞紱孿孞ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
넞紱孿⚥涸 H2, N2, CH4, CO, CO2 ⿺鲽捎勇餘 
㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 28726-2012 
唬ⴀꣳ: 
H2, CH4, CO2 ⿺鲽捎10 ppbN2 ㄤ CO20 ppb 
⟉㐼䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 PDHID  孹猌㶩⻊唬崵㐼 1 㤛 

3 HP2  孹孞紱⻊㐼 1 㤛 

4 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

5 Option Box  杝用ꢎ盲 1 ⚡ 

6 10-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊⼧鸑ꢎ 1 ⚡ 

7 6-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊Ⱉ鸑ꢎ 3 ⚡ 

8 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

9 Sample Loop  㹁ꆀ梠 2 ⚡ 

10 孞騟盗絁 1 㤛 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 min
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1 H2 (4.99 ppm) 
2 N2 (9.65 ppm) 
3 CH4 (4.95 ppm) 
4 CO (5.01 ppm) 

5 CO2 (4.98 ppm) 
6 C2H4 (5.19 ppm) 
7 C2H6 (5.17 ppm) 
8 C2H2 (5.14 ppm) 
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11 Molecular Sieve 13X  㞅⯎叙 3 呏 

12 Porapak  㞅⯎叙 2 呏 

13 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

14 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 

 ⴔ區鸟䏞䘯25 min ⰻ模䧭넞紱孿孞ⴔ區 
 ꅷ欽ꢎ⚥䗱ⴗⶶ䪮助〳㢴妃抳崞佞瑟㣐ꆀ Ar唬崵䗎ꆀ孞⡤勇餘 
 ⿽㹁ꆀ梠鵳呋♧妃模䧭 H2, N2, CH4, CO, CO2 ⴔ區〳的㾝ⴔ區⛩拳ㄤ N2O 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ넞紱宆孞ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
넞紱孿⚥涸 H2, O2, CH4, CO ⿺鲽捎勇餘 
唬崵ꣳ: 
H2, CH4, CO2 ⿺鲽捎10 ppbCO20 ppb 
㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 8979-2008GB/T 16944-2009 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 PDHID  孹猌㶩⻊唬崵㐼 1 㤛 

3 HP2  孹孞紱⻊㐼 1 㤛 

4 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

5 Option Box  杝用ꢎ盲 1 ⚡ 

6 10-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊⼧鸑ꢎ 1 ⚡ 

7 6-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊Ⱉ鸑ꢎ 3 ⚡ 

8 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

9 Sample Loop  㹁ꆀ梠 2 ⚡ 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 min
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1
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3

4

5
6
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1 H2 (5.17 ppm) 
2 O2 (4.78 ppm) 
3 CH4 (5.07 ppm) 
4 CO (5.11 ppm) 

5 CO2 (5.17 ppm) 
6 C2H4 (5.00 ppm) 
7 C2H6 (5.00 ppm) 
8 C2H2 (5.21 ppm) 
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10 孞騟盗絁 1 㤛 

11 Molecular Sieve 13X  㞅⯎叙 3 呏 

12 Porapak  㞅⯎叙 2 呏 

13 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

14 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 ⴔ區鸟䏞䘯25 min ⰻ模䧭넞紱孿孞ⴔ區 
 ꅷ欽ꢎ⚥䗱ⴗⶶ䪮助〳㢴妃抳崞佞瑟㣐ꆀ N2唬崵䗎ꆀ孞⡤勇餘 
 ⿽㹁ꆀ梠鵳呋♧妃模䧭 H2, O2, CH4, CO, CO2 ⴔ區〳的㾝ⴔ區⛩拳ㄤ N2O 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ넞紱孞㢴ざ♧ⴔ區禹絡鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
넞紱孲ծ넞紱宆ծ넞紱孿⚥涸 H2, N2, CH4, CO, CO2 ⿺鲽捎勇餘 
唬崵♴ꣳ: 
H2, O2, N2, CH4, CO2 ⿺鲽捎10ppbCO20 ppb 
㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 4842-2017GB/T 4844-2011GB/T 8979-2008GB/T 14599-2008 
GB/T 16945-2009GB/T 3634.2-2011GB/T 33102-2016GB/T 14604-2009 
GB/T 16942-2009GB/T 16943-2009GB/T 16944-2009 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
넞紱孲 

 
넞紱孿/孻 
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1 O2 (10.43 ppm) 
2 N2 (4.56 ppm) 
3 CO (4.93 ppm) 
4 CH4 (5.02 ppm) 

5 CO2 (5.07 ppm) 
6 C2H4 (4.92 ppm) 
7 C2H6 (4.95 ppm) 
8 C2H2 (4.84 ppm) 

1 H2 (4.99 ppm) 
2 N2 (9.65 ppm) 
3 CH4 (4.95 ppm) 
4 CO (5.01 ppm) 

5 CO2 (4.98 ppm) 
6 C2H4 (5.19 ppm) 
7 C2H6 (5.17 ppm) 
8 C2H2 (5.14 ppm) 
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넞紱宆 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 PDHID  孹猌㶩⻊唬崵㐼 1 㤛 

3 HP2  孹孞紱⻊㐼 1 㤛 

4 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

5 Option Box  杝用ꢎ盲 1 ⚡ 

6 10-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊⼧鸑ꢎ 2 ⚡ 

7 6-Port Valve  荈⸓㣪㤛オ䪊Ⱉ鸑ꢎ 3 ⚡ 

8 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

9 Sample Loop  㹁ꆀ梠 2 ⚡ 

10 孞騟盗絁 1 㤛 

11 SC-ST  㞅⯎叙 1 呏 

12 Molecular Sieve 13X  㞅⯎叙 3 呏 

13 Porapak  㞅⯎叙 2 呏 

14 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

15 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

■暵䖄ㄤ⠏⸷ 

 ♧㤛禹絡炽⟝ꂁ縨〳忘駈荛㼱⺫䭍孹ծ孲ծ孻ծ孿ծ宆ծ歌掬瘝㢴猫割ず넞紱孞⡤
⚥䗎ꆀ勇餘涸唬崵꨽宠溫姻㹊梡♧劼㢴欽Ⱟ㺂䚍䔂⚂蒜溁䧭劥 

 ⴔ區鸟䏞䘯㢴猫넞紱孞㖲〳㖈 25 min ⰻ模䧭ⴔ區 
 ꅷ欽ꢎ⚥䗱ⴗⶶ䪮助〳㢴妃抳崞佞瑟㣐ꆀ⚺絆ⴔ唬崵䗎ꆀ孞⡤勇餘 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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1 H2 (5.17 ppm) 
2 O2 (4.78 ppm) 
3 CH4 (5.07 ppm) 
4 CO (5.11 ppm) 

5 CO2 (5.17 ppm) 
6 C2H4 (5.00 ppm) 
7 C2H6 (5.00 ppm) 
8 C2H2 (5.21 ppm) 
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2.3 鵂玐孞⡤ⴔ區 
 
넞紱兪炊欰❡鵂玐⚥⚺銳ⴔ區고湡剣⸓抠ծ縨䰃孞⡤ծ倝됮孲孞ծ䗄梠孲ծ孞⡤守

炊掬瘝鵯❈鵂玐孞⡤㖈欰❡餘ꆀ䱽ⵖ港崵⚥〄䮦✫ꅾ銳⡲欽㽍Ⱖ僽䗄梠孲孞涸ⴔ區
㼆✵㹊梡鵂玐孲孞餴彂涸䗄梠ㄤ넞佪ⵄ欽䱽ⵖ❡ㅷ㢴兪炊涸欰❡䧭劥ㄤ腊署佪卓儑衼կ 
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Ӎ⸓抠♸「ꣳ瑟ꢂⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
瑟孞⚥䌢ꆀ H2, O2, N2, CH4, CO 
唬崵ꣳ: 
TCD1O2, N2, CH4, CO50 ppmTCD2H210 ppm 
㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 3634.1-2006 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 TCD  掚㼋唬崵㐼 2 㤛 

3 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

4 Option Box  杝用䱽庛ꢎ盲 1 ⚡ 

5 10-Port Valve  荈⸓⼧鸑ꢎ 2 ⚡ 

6 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

7 Sample Loop  㹁ꆀ梠 2 ⚡ 

8 ꣈㜧㝱⥂䫡絆⟝ 1 㤛 

9 Porapak Q 㞅⯎叙 2 呏 

10 Molecular Sieve-13X 㞅⯎叙 2 呏 

11 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 
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11 O2 (1.01%) 
2 N2 (2.05%) 
3 CH4 (1.96%) 
4 CO (1.94%) 

1 H2 (0.0514%) 
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12 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 呋ㅷⴔ猌葻㥩10 min ⰻ模䧭ⴔ區 
 ꅷ欽ꢎ鵳呋导オ〳佞瑟 CO2ծ守炊掬瘝ꅾ絆ⴔㄤ H2O鼙⯝蒀靶叙鄄灶㗁 
 ⿽ TCD 唬崵㐼⢪欽割ず鲿孞烁⥂䨾剣絆ⴔ鿪㢅✵剒⢕抳併䏞⚂割「呋ㅷ㛇⡤䕧ㆇ 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ倝됮孲孞ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
孲孞⚥涸䌢ꆀ O2, N2, CH4, CO, CO2䗎ꆀ CH4, CO, CO2 

唬崵♴ꣳ: 
TCD100 ppmFID0.2 ppm 

㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 3634.1-2006GB/T 8984-2008 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 TCD  掚㼋唬崵㐼 1 㤛 

3 FID  孲抠途猌㶩⻊唬崵㐼 1 㤛 

4 MTN  歌掬鲮⻊拝 1 㤛 

5 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

6 Option Box  杝用䱽庛ꢎ盲 1 ⚡ 

7 10-Port Valve  荈⸓⼧鸑ꢎ 2 ⚡ 

8 6-Port Valve  荈⸓Ⱉ鸑ꢎ 1 ⚡ 

9 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

10 Sample Loop  㹁ꆀ梠 2 ⚡ 
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1 CO (5.11 ppm) 
2 CH4 (5.07 ppm) 
3 CO (5.17 ppm) 

1 CO2 (1.95%) 
2 O2 (0.099%) 
3 N2 (2.00%) 
4 CH4 (1.96%) 
5 CO (1.94%) 
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11 Porapak Q 㞅⯎叙 2 呏 

12 SC-ST 㞅⯎叙 1 呏 

13 Molecular Sieve-13X 㞅⯎叙 1 呏 

14 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

15 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 呋ㅷⴔ猌葻㥩13 min ⰻず傞模䧭䌢ꆀㄤ䗎ꆀ孞⡤ⴔ區 
 导オ䪮助佞瑟 C2 ⿺⟄副ꅾ絆ⴔㄤ H2O鼙⯝蒀靶叙鄄灶㗁 
 Ɤ㼑ㄐꞕ⪶⻊歌掬鲮⻊拝烁⥂䗎ꆀ COCH4CO2 넞抳併唬崵 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ縨䰃宆孞ㄤ孲孞ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
宆孞⚥涸 H2 ㄤ孲孞⚥ O2, N2ゎ剣 HCl, SiH2Cl2, SiHCl3, SiCl4 

唬崵♴ꣳ: 
H210 ppmN2100 ppm 

㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 3634.1-2006 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

  
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 TCD  掚㼋唬崵㐼 2 㤛 

3 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

4 Option Box  杝用䱽庛ꢎ盲 1 ⚡ 

5 10-Port Valve  荈⸓⼧鸑ꢎ 2 ⚡ 

6 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

7 Sample Loop  㹁ꆀ梠 2 ⚡ 

8 Porapak Q  㞅⯎叙 2 呏 

9 Molecular Sieve-13X  㞅⯎叙 2 呏 

10 ꣈㜧㝱荈⸓オ䪊⥂䫡絆⟝ 2 㤛 

11 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

12 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 
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0

250

500

750

1000

uV
TCD1 

1

2
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11 H2 (0.050%) 1 O2 (0.050%) 
2 N2 (0.310%) 
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Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 呋ㅷⴔ猌葻㥩5 min ⰻ模䧭ⴔ區 
 ꢎ导オ䪮助佞瑟守⻊孲ㄤꅾ絆ⴔ鼙⯝蒀靶叙鄄灶㗁 
 Ⰼ禹絡ꛤ⻊㢅椚䫒臱赤䚍䔂荈⸓盗騟オ䪊꣈㜧㝱烁⥂⟉㐼Ɤ劍珘㹁鵘遤 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ䗄梠孲孞孲⻊㽵孞ծ鵮⾲㽵孞ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
孲孞⚥涸 O2, N2, HCl, SiH2Cl2, SiHCl3, SiCl4 

唬崵♴ꣳ: 
50 ppm 

㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
T/CNIA 0016-2019DB53/T 618-2014 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 TCD  掚㼋唬崵㐼 2 㤛 

3 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 2 㤛 

4 Option Box  杝用䱽庛ꢎ盲 1 ⚡ 

5 10-Port Valve  HC 荈⸓⼧鸑ꢎ 1 ⚡ 

6 6-Port Valve  HC 荈⸓Ⱉ鸑ꢎ 1 ⚡ 

7 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

8 Sample Loop  HC 㹁ꆀ梠 2 ⚡ 

9 Porapak Q  㞅⯎叙 1 呏 

10 Molecular Sieve-13X  㞅⯎叙 1 呏 

11 25% DC-550 㞅⯎叙䧴 SH-1 㣐〡䖈嬁絈盗叙 1 呏 
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1
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5

1 N2 (5.61%) 
2 HCl (20.56%) 
3 SiH2Cl2 (5.25%) 
4 SiHCl3 (5.34%) 
5 SiCl4 (0.494%) 

1 O2 (0.050 %) 
2 N2 (0.310 %) 
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12 ꣈㜧㝱荈⸓オ䪊⥂䫡絆⟝ 2 㤛 

13 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

14 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 ⿽鸑麤ꂁ縨ず傞唬崵♧妃鵳呋㖈 5 min ⰻ模䧭䘯鸟ⴔ區 
 ꢎ鵳呋곫叙导オ䪮助烁⥂守⻊孲ㄤꅾ絆ⴔ割䕧ㆇⴔ㶩癃蒀靶叙 
 Ⰼ禹絡ꛤ⻊㢅椚䫒臱赤䚍䔂荈⸓盗騟オ䪊⸆腊烁⥂⟉㐼Ɤ劍珘㹁鵘遤 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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2.4 巊⡤♲守孲炊❡ㅷⴔ區 
 
♲守孲炊⻊㷖䒭⚹ SiHCl3㸐僽♧猫Ⱘ剣䮦〄䚍涸巊⡤䌢庛♴⚹偽蒀鷳僈朐Ⱘ

剣䔂捘涸ⵞ慨䚍孞㄂㖈瑟孞⚥僒敍僒很✵薅ծꄍծ守⟬ㄤ✳炻⻊焫瘝剣劼很⵫կ♲守
孲炊⚺銳欽✵ⵖ鸣㢴兪炊ծ炊掬⩐翫⵫կ♲守孲炊⚥涸⚺銳勇餘⚹⡛屗暟㥵瑟孞ծ守⻊
孲ծ✳守✳孲炊넞屗暟㔋守⻊炊瘝鵯❈勇餘⚺銳⢪欽 TCD 鵳遤唬崵䗎ꆀㄤ汚ꆀ涸歌
㛇炊掬瘝ゎ焫暟餘〳欽 GCMS 鵳遤唬崵կ 
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Ӎ孞䙖守炊掬ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
孲孞⚥涸守炊掬⿺Ⱖ➭絆ⴔ⺫䭍 Air, HCl, SiH2Cl2, SiHCl3, SiCl4 

唬崵♴ꣳ: 
50 ppm 

㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
T/CNIA 0016-2019DB53/T 618-2014 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 TCD  掚㼋唬崵㐼 1 㤛 

3 AUX-APC  荈⸓⾓⸂䱽ⵖ㐼 1 㤛 

4 Option Box  杝用䱽庛ꢎ盲 1 ⚡ 

5 6-Port Valve  HC 荈⸓Ⱉ鸑ꢎ 1 ⚡ 

6 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

7 Sample Loop  HC 㹁ꆀ梠 1 ⚡ 

8 25% DC-550 㞅⯎叙䧴 SH-1 㣐〡䖈嬁絈盗叙 1 呏 

9 ꣈㜧㝱荈⸓オ䪊⥂䫡絆⟝ 1 㤛 

10 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 min

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5
mV

1
2

3

4

5 6

1 Air (5%) 
2 HCl (20%) 
3 SiH2Cl2 (5%) 
4 SiHCl3 (5%) 
5 SiCl4 (0.5%) 
6 넞屗暟 (0.05%) 
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11 Standard Gas  叻ⲥ孞⡤ 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 ♧妃鵳呋㹊梡呋ㅷ⚥Ⰼ鿈絆ⴔ涸ⴔ猌10 min ⰻ模䧭ⴔ區 
 Ⰼ禹絡ꛤ⻊㢅椚䫒臱赤䚍䔂荈⸓盗騟オ䪊⸆腊烁⥂⟉㐼Ɤ劍珘㹁鵘遤 
 㞅⯎叙ㄤ嬁絈叙ⴔ猌禹絡抳崞ꂁ縨 
 倝♧➿⯓鵳⾓⸂䱽ⵖ㐼 APC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ巊⡤守炊掬ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
唬崵呋ㅷ: 
巊⡤守炊掬涸絆䧭⺫䭍 Air, HCl, SiH2Cl2, SiHCl3, SiCl4 
唬崵♴ꣳ: 
50 ppm 

㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 28654-2018YS/T 1392-2020YS/T 1060-2015 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 SINJ  㞅⯎叙鵳呋〡 1 㤛 

3 TCD  掚㼋唬崵㐼 1 㤛 

4 Piping Kit  盗騟㤛⟝ 1 㤛 

5 25% DC-550 㞅⯎叙 1 呏 

6 ꣈㜧㝱荈⸓⥂䫡絆⟝ 1 㤛 

7 LabSolutions  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

 
 
 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 min

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0mV
PTCD2 

1 2

3

4

5

1 Air (0.029%) 
2 HCl (0.036%) 
3 SiH2Cl2 (4.142%) 
4 SiHCl3 (94.95%) 
5 SiCl4 (0.843%) 
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Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 䩛䊨䩟ꛏ鵳呋㞅⯎叙ⴔ猌叙㺂ꆀ㣐炽⟝ꂁ縨䧭劥⡛ 
 ♧妃鵳呋㹊梡呋ㅷ⚥䌢錛絆ⴔ涸ⴔ猌10 min ⰻ模䧭ⴔ區 
 倝♧➿⯓鵳崨ꆀ䱽ⵖ㐼 AFC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
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Ӎ守炊掬⚥歌㛇守炊掬焫ゎꆀⴔ區鍒Ɀ倰呩 
⟉㐼ꂁ縨: 
巊⡤荈⸓鵳呋㐼嬁絈盗蒀靶叙GCMS 
唬崵呋ㅷ: 
SiHCl3歌㛇✳守炊掬歌㛇♲守炊掬♲歌㛇守炊掬✳歌㛇♧守炊掬✳歌㛇✳守炊
掬 
唬崵ꣳ: 
0.1 ppm 

㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
GB/T 28654-2018YS/T 1300-2019YS/T 987-2021 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 

 
歌㛇✳守炊掬    ♲歌㛇守炊掬     歌㛇♲守炊掬 

 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 SPL  ⴔ崨割ⴔ崨鵳呋〡 1 㤛 

3 AOC-20i plus  巊⡤荈⸓鵳呋㐼 1 㤛 

8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
(x100,000)
TIC (1.00) TIC (1.00)

甲
基
二
氯

硅
烷

三
甲
基
氯

硅
烷

甲
基
三
氯

硅
烷

0.0 25.0 50.0 75.0 浓度
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

峰面积(x1,000,000)

0.0 25.0 50.0 75.0 浓度
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00
峰面积(x10,000,000)

0.0 25.0 50.0 75.0 浓度
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25
峰面积(x10,000,000)

1 歌㛇✳守炊掬 (0.2 ppm) 

2 ♲歌㛇守炊掬 (0.2 ppm) 

3 歌㛇♲守炊掬 (0.2 ppm) 
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4 MS  餘靶唬崵㐼 1 㤛 

5 VRX 嬁絈盗叙 60m×0.25mm×1.4μm 1 呏 

6 GCMS Solution  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 嬁絈叙ⴔ猌禹絡㹊梡呋ㅷ葻㥩ⴔ猌15 min ⰻ模䧭ⴔ區 
 ⵄ欽巊⡤荈⸓鵳呋㐼㖈䌢庛♴礵ⲥ鵳呋ꅾ撑䚍葻㥩絁䚍湱Ⱒ禹侨 R2>0.998 
 Ⰼ倝넞鸟㣐㺂ꆀ嶴鲰ⴔ㶩岹♸䊵⸓䒭溫瑟禹絡霃雦⥂霆⠏䒗涸餘靶朐䙖 
 〳偒鲮곫㔋紩勍䫒寓厩腊⸂䔂 
 넞鳋䏞猌㶩彂烁⥂넞抳併䏞ㄤ넞珘㹁䚍涸ⴔ區絕卓 
 넞鸟䪊䲽䱽ⵖ䪮助 ASSP˳〳儑衼䲿넞䪊䲽靶㕃涸ⲥ烁䚍  
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Ӎ㢴兪炊欽孲孞⚥熧⻊孲ⴔ區鍒Ɀ倰呩 
呋ㅷ⥌䜂: 
孲孞⚥涸 PH3 
唬崵ꣳ: 
0.02 ppb 

㼆䎾涸叻ⲥ倰岁: 
T/CNIA 0060-2020 
䱽ⵖ倰䒭: 
瑟孞끮⸓ꢎ&歏⸓끮⸓ꢎ 
 

ӍⰩ㘗靶㕃 

 
 

Ӎ⟉㐼ꂁ縨倰呩 

䎸〿 ぜ獦 侨ꆀ ⽀⡙ 

1 孞湱蒀靶⚺劼 1 㤛 

2 SPL  䟘⻊ⴔ崨割ⴔ崨鵳呋〡 1 㤛 

3 6-Port Valve  䟘⻊荈⸓Ⱉ鸑ꢎ 1 ⚡ 

4 FPD  抠途⯕䏞唬崵㐼 1 㤛 

5 巊宆⡛庛崽綫鄳縨 1 㤛 

6 100%✳歌㛇翸炊孻掬崽綫㞅⯎叙 1 呏 

7 SH-Q-BOND 嬁絈盗叙 30m×0.32mm×10μm 1 呏 

8 GCMS Solution  ⚥俒晜䊨⡲畀 1 㤛 

 
 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 min
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1 1 PH3 (1.25 ppm) 



 

33 

Ӎ暵䖄ㄤ⠏⸷ 
 荈⸓孞⡤ꢎ鵳呋呋ㅷⴔ猌葻㥩5 min ⰻ模䧭ⴔ區 
 倝♧➿⯓鵳崨ꆀ䱽ⵖ㐼 AFC 烁⥂呋ㅷꅾ梡䚍葻㥩 
 㢪縨⡛庛崽綫鄳縨乼⡲皍⤑蒜溁䧭劥 
 倝㘗抠途⯕䏞唬崵㐼 FPD 烁⥂呋ㅷ넞抳併䏞唬崵偽䎁䪓 
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2.5 孞湱蒀靶嶊署ㅷ幡⽀ 
㖈㢴兪炊湱Ⱒ孞湱蒀靶ⴔ區⚺銳⢪欽涸䀙峸嶊署ㅷ⴩✵邍 5 ⚥կ 

邍 5 㢴兪炊遤⚌孞湱蒀靶ⴔ區䀙峸嶊署ㅷ⴩邍 

䎸〿 嶊署ㅷぜ獦 
1 INSERT SINJ-2030, 5PC 㞅⯎叙鵳呋〡欽邔盗5 ⚡/⺫ 
2 SUS column adapter for INJ割Ꝑꛩ㞅⯎叙欽鵳呋〡畮鷓ꂁ㐼 
3 SUS column adaptor for APT割Ꝑꛩ㞅⯎叙欽唬崵㐼畮鷓ꂁ㐼 
4 Gasket (Aluminum 100 pcs *5 PCT)ꜥ㙈晙(500 ⚡) 
5 PREMIUM GREEN SEPTA (50pc) 綁蒀ꥬ㙈50 ⚡⺫鄳 
6 DEACTIVATED QUARTZ WOOL 3GM䟘䚍⻊㢅椚瀖薉唼 3gm 
7 O-RING FOR INSERT (10pc)   O 㘗㕕10 ⚡⺫鄳 
8 WOOL INSERTION / REMOVAL TOOL   瀖薉唼㞅⯎䊨Ⱘ   
9 DEACTIVATED INSERT WITH WOOL FOR SPLIT 䟘䚍⻊䌄瀖薉唼ⴔ崨邔盗5 ⚡⺫鄳 

10 CAPILLARY CERAMIC TUBE CUTTER  嬁絈盗叙ⴗⶶ㐼 
11 Graphite Ferrule 0.5 10pc, GFS005 ⾓梠10 ⚡⺫鄳 
12 Graphite Ferrule 0.8 10pc, GFS008 ⾓梠10 ⚡⺫鄳 
13 Micro Syringe 䗎ꆀ岤㼘㐼 
14 10F-S-0.63 10uL SYRINGE AOC-20i 欽 10µL 鵳呋ꛏ 
15 Complete Filter Bundle Kit 1/8" SS Triple Filter 孞騟ⲙ⻊鄳縨 
16 1.5mLSample Vial Set with Cap and Septum 1.5mL 呋ㅷ櫕㤛鄳,䌄渷ㄤꥬ㙈 (100 ⚡/⺫)   

17 
4mL Solvent/Waste Liquid Vial Set with Cap & Septum 4mL 很⵫/䏑巊櫕㤛鄳,䌄渷ㄤꥬ㙈 
(50 ⚡/⺫) 

18 SH-1 60m×0.53mm×7μm 
19 SH-1 60m×0.32mm×5μm 
20 SH-Q-BOND 30m×0.32mm×10μm 
21 SC-ST 㞅⯎叙 
22 MS-13X 㞅⯎叙 3m 
23 Porapak-Q 㞅⯎叙 2m 
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꣡䔶  㢴兪炊孞湱唬崵고湡♸䀙峸⟉㐼䎾㼆♧錢邍 
䎸〿 唬崵고湡 䀙峸䎾㼆⟉㐼 ⿬罌叻ⲥ 곜瀦 

1 넞紱孲⚥勇餘 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
GB/T 3634.2-2011 
GB/T 16942-2009 

8 

2 넞紱孿⚥勇餘 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
GB/T 28726-2012 10 

3 넞紱宆⚥勇餘 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
GB/T 8979-2008 

GB/T 16944-2009 
12 

4 
넞紱孲ծ넞紱孿ծ넞紱宆⚥涸

勇餘 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 

GB/T 3634.2-2011 
GB/T 16942-2009 
GB/T 28726-2012 
GB/T 8979-2008 

GB/T 16944-2009 

14 

5 ⸓抠♸「ꣳ瑟ꢂⴔ區 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
GB/T 3634.1-2006 17 

6 倝됮孲孞⚥䗎ꆀ CO, CO2 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
GB/T 3634.1-2006 
GB/T 8984-2008 

19 

7 縨䰃宆孞⚥孲ㄤ孲⚥宆孞ⴔ區 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
GB/T 3634.1-2006 21 

8 䗄梠孲絆䧭ⴔ區 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
GB/T 3864-2008 

DB53/T 618-2014 
23 

9 孞䙖守炊掬絆䧭 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 
T/CNIA 0016-2019 
DB53/T 618-2014 

26 

10 巊䙖守炊掬絆䧭 
Nexis GC-2030 

GC-2014/2014C 

GB/T 28654-2018 
YS/T 1392-2020 
YS/T 1060-2015 

28 

11 守炊掬⚥焫ゎꆀ GCMS QP-2020 NX 
GB/T 28654-2018 
YS/T 1300-2019 
YS/T 987-2021 

30 

12 孲孞⚥涸 PH3 
Nexis GC-2030 
GC-2010 Pro 

T/CNIA 0060-2020 32 

 



本公司在此对中国地图标注信息的行为仅限于表明本公司在中国各地分支机构的区域分布状况，
不作为任何测绘、绘制或其他用途。

分析测试仪器客服热线电话: 800-810-0439
400-650-0439

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
电话：81(75)823-1111       传真：81(75)811-3188
URL : http://www.shimadzu.com

本产品资料所宣传的内容，以本版本为准，资料中的试验数据
除注明外均为本公司的试验数据。本资料所有信息仅供参考，
如有变动恕不另行通知。
印刷日期：2024

本书中所记载的公司名称、产品服务名称及商标均为株式会社岛津制作所的
注册商标或商标。本书中有未标明 TM 标志和 ® 标志之处。
本书中所使用的其他公司的商号、商标的所有权非株式会社岛津制作所所有。

北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦14层
邮政编码： 100020
电话： (010)8525-2310/2312 传真： (010)8525-2531

传真： (024)2325-5577

传真： (029) 6273-7879

传真： (0991)230-6273

传真： (0371)8663-2982

沈阳市青年大街167号北方国际传媒中心11层
邮政编码： 110016
电话： 024-23255577

西安市锦业一路56号研祥城市广场A座501
邮政编码： 710065
电话：029-62737878

乌鲁木齐市中山路339号中泉广场14H座
邮政编码： 830002
电话： (0991)230-6271/6272

郑州市中原路220号裕达国际贸易中心A座20层2011室
邮政编码： 450007
电话： (0371)8663-2981/2983

北京

沈阳

西安

乌鲁木齐

郑州

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞•创意成都写字楼
邮政编码： 610063
电话： (028)8619-8421/8422

邮政编码： 210005
电话： (025)8689-0258

重庆市渝中区长滨路2号来福士A座601
邮政编码： 400011
电话： (023)6380-6057

成都

南京

重庆

武汉
武汉市武昌区临江大道96号武汉万达中心31层3112室
邮政编码： 430060
电话： (027) 5908-0488

B座12层

南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼27层B座

上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋
邮政编码： 200233
电话： (021)3419-3888

上海

传真： (021)3419-3666

传真： (028)8619-8420

传真： (025)8689-0237

传真： (023)6380-6551

传真：(027) 5908-0470

广州市天河区高唐路230号广电智慧大厦
邮政编码： 510656
电话： (020) 3718-3888

昆明市青年路432号天恒大酒店 908室
邮政编码： 650021
电话： (0871)6315-2986/2987

深圳市南山区粤海街道高新南七道18号高新技术产业园区R3-B座一楼
邮政编码： 518057
电话： (0755)8340-2852

广州

昆明

深圳

湖南省长沙市芙蓉区解放西路188号国金中心T1大楼3115室
邮政编码： 410005

长沙

传真： (020) 3718-3804

传真： (0871)6315-2991 

传真： (0755)8389-3100

香港九龙尖沙咀海洋中心1028室

电话： (00852)2375-4979

香港

传真： (00852)2199-7438
TSIM SHA TSUI,KOWLOON,HONG KONG
SUITE 1028,OCEAN CENTRE,HARBOUR CITY,




